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(57) Abstract: The invention relates to an elongate vacuum system for coating one or both sides of a flat substrate which can be 
displaced by said system. Said vacuum system comprises at least one magnetron provided with a magnetron surrounding area and is 
subdivided into successive compartments in the direction of transportation of the substrate by closeable separating walls comprising 
suction openings. The compartments can be evacuated either directly by means of a vacuum end provided on the compartment or 
indirectly via a suction opening in the separating wall. At least one compartment comprises an upper partial compartment which 
is arranged above the substrate, said partial compartment comprising, in at least one of the outer walls thereof, a closeable upper 
opening. The aim of the invention is to produce an elongate coating system which is flexible to use according to the requirements 
of various one and two-sided coating processes and to carrying out the processes within the system and said system ensures a stable, 
dififerential and process-optimised sputter atmosphere. Said aim is achieved by virtue of the fact that, at least in one of the upper 
partial compartments, horizontal and/or vertical elements can be mounted in order to subdivide the upper partial compartments into 
several sections. 

(57) Ziisammenfassung: Der Erflndung, die eine langserstreckte Vakuumanlage zur ein- oder beidseitigen Beschichtung von durch 
die Anlage bewegbarer, flacher Substrate betrifft, wobei die Vakuumanlage zumindest ein Magnetron mit Magnetronumgebung 
aufweist und durch verschlieBbare SaugSfifnungen aufweisende Trennwande in in Substrattransportrichtung aufeinander folgende 
Kompartments unterteilt ist, die entweder direkt uber einen am Kompartment vorhandenen Vakuumanschluss oder 
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indirekt uber eine Saugdffnung in der Trennwand evakuierbar sind, wobei mindestens ein Kompartment ein oberhalb des Substrats 
angeoidnetes, oberes Teilkompartment umfasst, welches in zumindest einer seiner AuBenwandungen eine verschlieBbare, obere 
Offhung aufweist. liegt die Aufgabe zugrunde, eine langserstreckte Beschichtungsanlage anzugeben, die den Anfoiderungen ver- 

schiedenster ein- und beidseitigerBeschichtungsprozesse hinsichtlich des Prozessdurchlaufs innerhalb der Anlage flexibel zu gestal- 
ten ist und dabei eine stabile, dififerenzierbare und prozessoptimierte Sputteratmosphare gewahrleistet. Dies wird dadurch gelost. 
dass zumindest in einem der oberen Teilkompartments horizontale und/oder vertikale Elemente zur Unterteilung des oberen Teilkom- 
partments in mehrere Sektionen montierbar sind. 



